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Introducao

A microscopia de campo proximo é uma técnica de mapeamento de estruturas a nivel
nanomeétrico que supera o limite dos microscdpios dpticos. A técnica baseia-se no
denominado efeito de campo préximo, que é observado quando um feixe de luz
monocromatica é focado em uma abertura com tamanho menor que o comprimento
de onda da luz. O resultado é um campo elétrico muito intenso préximo a abertura
gue fez-se incidir a luz, tal campo elétrico estd concentrado em uma regido muito
pequena, geralmente da ordem do tamanho da abertura. Usa-se tal campo elétrico
para localizar objetos, observando-se a reflexdo ou a transmissao das ondas
eletromagnéticas provenientes da regidao com campo elétrico concentrado. O sucesso
da técnica depende de varios fatores, dentre dois destaca-se o objeto pelo qual a luz
inicialmente se propaga para formar o campo préximo e o sistema de posicionamento
da amostra.

Atividades Realizadas

Na presente bolsa de iniciagao tecnoldgica fabricou-se as estruturas, denominadas de
ponteiras nanométricas, pelas quais a luz é propagada e forma o efeito de campo
proximo. Apds o aprimoramento da técnica, fez-se com auxilio do Arduino uma
automatizacao da mesma. Apds as nanoestruturas estarem prontas, procurou-se
aplica-las em uma técnica de microscopia, no caso a microscopia de campo préximo, o
que necessitou a construgao de um sistema de posicionamento da nanoestrutura e de
recolhimento de dados. A criacdo deste sistema necessita varios processos, dentre
eles: a fabricacdo de uma fonte de tensdo estdvel para o controle do posicionamento e
que possa ser controlada via computador para automatizar o processo; a criagdo de
um software para realizar a caracterizacdo da amostra e a coleta de dados de um
sensor para um computador que formara a imagem final.

Objetivos atingidos

A técnica de fabricacdo das nanoestruturas foi implantada e as ponteiras nanométricas
foram fabricadas com sucesso. O processo foi automatizado através do uso do Arduino
permitindo assim um melhor controle sobre fatores humanos que poderiam diminuir a
qualidade das estruturas. A criacdo de um aparato para usa-las estd em andamento.
Dos processos acima citados foi realizado o processo de criacdo de uma fonte de
tensdo estavel. Atualmente trabalha-se no controle desta fonte via computador.

Resultados obtidos

As ponteiras nanométricas foram fabricadas e aguardam o uso de um microscdopio
eletrénico para que possam ser dimensionadas. A fonte de tensao estdvel foi fabricada



e apresenta um intervalo de funcionamento de tensao de OV até 100V com variagdes
de apenas £1mV, o que era exigido pelo projeto.

Conclusao

A criacdo de um microscépio de campo proximo serd importante para a caracterizacao
de nanoestruturas em diversos campos de pesquisa. Tal aparato sera desenvolvido
nacionalmente, reduzindo custos e obtendo-se um completo controle sobre todos os
processos que a técnica necessita, permitindo assim que pequenas mudancgas sejam
realizadas a qualquer momento e também facilitando o desenvolvimento de novas
técnicas.



